
Candela® 8420
针对化合物半导体和光电材料的先进检测

Candela®8420系统致力于服务光电技术、LED、通信和其他化合物

半导体市场。Candela 8420使用多通道检测和基于规则分类的经典

Candela技术，可以针对多种材料系统的晶圆上的影响良率的缺陷

进行检测和确认。

标准Candela技术采用专有的OSA（光学表面分析仪）架构，可同

时测量散射强度、形貌变化、表面反射率和相位偏移，以对各种不

同的重要缺陷（DOI）进行全面自动检测和分类

Candela 8420 光学系统概览

该检测方法可以在数分钟内完成全晶圆检测，并生成含有自动缺陷

分类的高分辨率的图像和缺陷晶圆图。

Candela 8420 结果示例

Defect Map Defect Pareto Chart

Defect Log File

缺陷晶圆图采用颜色代码显示晶圆上每个缺陷的位置。

缺陷帕累托图表显示每一种缺陷类型的数量。

缺陷检测摘要（默认视图）显示整片晶圆上的缺陷统计数据。

缺陷记录文件（可切换视图）显示例如位置、像素大小、面积和

缺陷类型等详细信息。同时也显示按尺寸分类的缺陷数量以及总

缺陷数量。检测报告和缺陷记录文件都可以存档以进行生产审查。

Candela 8420系统提供三种检测模式以满足各种应用的需求：高

通量、标准分辨率和高分辨率。

在高通量模式下，Candela 8420系统可以简单地进行颗粒计数，

用以监控制程设备和应用认证。

在先进分类/高灵敏度模式下，多个检测通道可对各种缺陷类型

进行准确的检测和分类，以表征与制程相关的问题并发现影响良

率的缺陷。

Candela 8420软件也可以在离线计算机上使用，以创建分析菜单。

其他工程工具包括虚拟芯片网格覆盖（以确定特定缺陷类型影响

的晶圆面积百分比），按缺陷尺寸分类、表面均匀度分析，前后

检测对比（缺陷溯源、传输分析），基于合格/不合格标准进行

晶圆分级，KLARF输出，划线（标记缺陷以供检视）和工厂自动

化设置。

Candela 8420系统的高灵敏度、高通量和多功能可以提供经济高

效的解决方案，适用于制程开发和大批量生产中的制程控制。
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